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(57)【要約】
　低背圧で運転する間に排ガスからスートを除去するこ
とが可能なディーゼルパティキュレートフィルタが提供
され、フィルタは、（ａ）平均細孔サイズ、入口側（３
０）、出口側（３２）、及び、入口側と出口側との間に
多孔質内装材を有する、ウォールフロー型フィルタ基材
（２３）；並びに（ｂ）基材の入口側からコートされる
触媒組成物（４４）であって、ｄ５０粒子サイズ分布を
有する、触媒組成物、を含み、ｄ５０粒子サイズ分布は
４．９で割られた平均細孔サイズより小さく、出口側は
本質的に触媒コーティングを含まない。
【選択図】図１Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ．平均細孔サイズ、入口側、出口側、及び、入口側と出口側との間の多孔質内装材を
有する、ウォールフロー型フィルタ基材；並びに
　ｂ．基材の出口側からコートされる触媒組成物であって、ｄ５０粒子サイズ分布を有す
る、触媒組成物
を含むディーゼルパティキュレートフィルタであって、
　前記ｄ５０粒子サイズ分布が４．９で割られた平均細孔サイズより小さく、該入口側が
触媒コーティングを実質的に含まない、ディーゼルパティキュレートフィルタ。
【請求項２】
　平均細孔サイズが少なくとも約１０μｍである、請求項１に記載のディーゼルパティキ
ュレートフィルタ。
【請求項３】
　平均細孔サイズが少なくとも約１５μｍである、請求項１に記載のディーゼルパティキ
ュレートフィルタ。
【請求項４】
　ウォールフロー型フィルタ基材が少なくとも約４５パーセントの空隙率をさらに含む、
請求項１に記載のディーゼルパティキュレートフィルタ。
【請求項５】
　ウォールフロー型フィルタ基材が少なくとも約５５パーセントの空隙率をさらに含む、
請求項１に記載のディーゼルパティキュレートフィルタ。
【請求項６】
　ウォールフロー型フィルタ基材が少なくとも約６５パーセントの空隙率をさらに含む、
請求項１に記載のディーゼルパティキュレートフィルタ。
【請求項７】
　前記ｄ５０粒子サイズ分布が多くとも約２．５ミクロンである、請求項１に記載のディ
ーゼルパティキュレートフィルタ。
【請求項８】
　前記ｄ５０粒子サイズ分布が多くとも約２ミクロンである、請求項１に記載のディーゼ
ルパティキュレートフィルタ。
【請求項９】
　前記ｄ５０粒子サイズ分布が約１から約２ミクロンである、請求項１に記載のディーゼ
ルパティキュレートフィルタ。
【請求項１０】
　多孔質内装材が実質的に触媒コーティングを含まない、請求項１に記載のディーゼルパ
ティキュレートフィルタ。
【請求項１１】
　触媒組成物が約０．５－３．０ ｇ／ｉｎ３ の量で存在する、請求項１に記載のディー
ゼルパティキュレートフィルタ。
【請求項１２】
　触媒組成物が約０．９－１．８ ｇ／ｉｎ３ の量で存在する、請求項１に記載のディー
ゼルパティキュレートフィルタ。
【請求項１３】
　触媒組成物が単層として存在する、請求項１に記載のディーゼルパティキュレートフィ
ルタ。
【請求項１４】
　フィルタの出口側からコートされる付加的な触媒層をさらに含む、請求項１に記載のデ
ィーゼルパティキュレートフィルタ。
【請求項１５】
　触媒コーティング層が選択的還元触媒を含む、請求項１に記載のディーゼルパティキュ
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レートフィルタ。
【請求項１６】
　前記選択的還元触媒が、小孔モレキュラーシーブ上及び／又は内に、Ｃｕ又はＦｅを含
む、請求項１５に記載のディーゼルパティキュレートフィルタ。
【請求項１７】
　触媒コーティング層がアンモニアスリップ触媒を含む、請求項１に記載のディーゼルパ
ティキュレートフィルタ。
【請求項１８】
　リーンバーン排ガスを処理するためのシステムであって：
　ａ．請求項１に記載のディーゼルパティキュレートフィルタ；並びに
　ｂ．ディーゼルパティキュレートフィルタと流体連通する少なくとも一つの排気システ
ムの部品であって、ディーゼルパティキュレートフィルタの上流に配設されるＮＯ２源、
ディーゼルパティキュレートフィルタの上流に配設される還元剤源、ＡＭＯＸ触媒、ＮＯ

Ｘトラップ、ＮＯＸ吸収剤触媒、ディーゼル酸化触媒、及びＳＣＲ触媒からなる群から選
択される、排気システムの部品
を含む、システム。
【請求項１９】
　リーンバーン排ガス中のスートを低減するための方法であって：
　ａ．スートを運びかつ任意選択的にＮＯｘを含む排ガス流を、請求項１に記載のディー
ゼルパティキュレートフィルタに接触させる工程；
　ｂ．排ガスがディーゼルパティキュレートフィルタを通過することを可能としながら、
ディーゼルパティキュレートフィルタ上及び／又は内で少なくとも一部のスートを捕捉す
る工程；並びに
　ｃ．捕捉されたスートを周期的及び／又は連続的に燃焼し、フィルタを再生する工程
を含む、方法。
【請求項２０】
　ａ．フィルタの入口側からコートされたＳＣＲ触媒に排ガスを接触させ、排ガス中のＮ
ＯＸの濃度を低減する工程
をさらに含む、請求項１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃焼排ガスを処理するための物品に関する。特に、本発明は、リーンバーン
燃焼排ガスからスート及び他の望ましくない成分を削減するための触媒でコートされるパ
ティキュレートフィルタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　大抵の燃焼排気ガスの最も大きな部分は、比較的無害な窒素（Ｎ２）、水蒸気（Ｈ２Ｏ
）、及び二酸化炭素（ＣＯ２）を含有するが、該排気ガスは、比較的わずかな部分で、不
完全燃焼からの一酸化炭素（ＣＯ）、未燃焼の燃料からの炭化水素（ＨＣ）、過度の燃焼
温度からの窒素酸化物（ＮＯＸ）、及びパティキュレートマター（大部分はスート）のよ
うな有害及び／又は有毒な物質も含有する。大気中に放出される排ガスの環境影響を軽減
するために、これらの望ましくない成分の量を、別の有害又は有毒な物質を生じないプロ
セスにより、除去又は削減することが望ましい。
【０００３】
　ディーゼルエンジンのような特定のリーンバーンエンジンは、相当量のスート及び他の
パティキュレートマターと共に排ガスを生ずる傾向にある。スートを含む排ガスを、ウォ
ールフロー型フィルタのようなディーゼルパティキュレートフィルタ（ＤＦＰ）に通すこ
とにより、スートの排出は是正され得る。
【０００４】
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　排気システムに必要な空間の量を減らすために、個々の排気成分が一以上の機能を発揮
するように設計することは、多くの場合望ましい。例えば、ウォールフロー型フィルタ基
材に触媒コーティングを塗布することは、一つの基材が二つの機能を果たすことを可能と
することにより、排気処理システムの全体のサイズを削減するのに役立つ。しかしながら
、運転可能な量の触媒でフィルタをコーティングすることは、フィルタの全体の背圧を望
ましくなく上昇させ得、それが今度は、エンジン性能及び燃費を低減させる。これは、ゼ
オライトの活性を高める遷移金属を含む選択的触媒的還元（ＳＣＲ）触媒のような、高性
能触媒ウォッシュコートに特にあてはまる。
【０００５】
　適切に高い触媒量及び適切に低い背圧を有するウォッシュコートされたＤＰＦを調製し
ようとする多くの試みがなされてきた。しかしながら、有効な量のＳＣＲ触媒でコートさ
れたときに相対的に低い背圧を生ずるＤＦＰの必要性は残ったままである。
【発明の概要】
【０００６】
　出願人は、触媒ウォッシュコートでフィルタを入口側のみからコートすることにより、
ウォールフロー型フィルタの全体の背圧が低減し得ることを驚くべきことに発見した、た
だし、ウォッシュコートは、フィルタの平均細孔サイズに対して小さい触媒粒子を含む。
特に、小粒子ウォッシュコートでフィルタの入口側のみからコートすることは、フィルタ
の入口側からのみ塗布される対応量の同じ触媒コーティングを有する同一のフィルタ又は
フィルタの入口側と出口側の両方から均等に塗布される対応量の同一の触媒コーティング
を有する同一のフィルタと比べ、フィルタの全体のスートが担持した背圧を予想外に低減
する。同じフィルタの入口側にのみ塗布される大粒子ウォッシュコートが、同等の有益性
を生じず、実際には、より高い背圧という結果になるため、この結果も驚くべきことであ
る。
【０００７】
　したがって、（ａ）平均細孔サイズ、入口側、出口側、及び、入口側と出口側との間の
多孔質内装材を有する、ウォールフロー型フィルタ基材；並びに、（ｂ）基材の入口側か
らコートされる触媒組成物であって、ｄ５０粒子サイズ分布を有する、触媒組成物、を含
むディーゼルパティキュレートフィルタが提供され、前記ｄ５０粒子サイズ分布が、４．
９±０．１で割られた平均細孔サイズより小さく、出口側は触媒コーティングを実質的に
有さない。
【０００８】
　本発明の別の態様では、（ａ）本明細書に記載のディーゼルパティキュレートフィルタ
；及び（ｂ）ディーゼルパティキュレートフィルタと流体連通する少なくとも一つの排気
システムの部品であって、ディーゼルパティキュレートフィルタの上流に配設されるＮＯ

２源、ディーゼルパティキュレートフィルタの上流に配設される還元剤源、ＡＭＯＸ触媒
、ＮＯＸトラップ、ＮＯＸ吸収剤触媒、ディーゼル酸化触媒、及びＳＣＲ触媒からなる群
から選択される、排気システムの部品、を含むリーン燃焼排ガスを処理するためのシステ
ムが提供される。
【０００９】
　本発明のさらに別の態様では、（ａ）スートを運び、ＮＯＸを含んでいてもよい排ガス
流と本明細書に記載のディーゼルパティキュレートフィルタとを接触させる工程；（ｂ）
排ガスがディーゼルパティキュレートフィルタを通過することを可能としつつ、ディーゼ
ルパティキュレートフィルタ上及び／又は内で少なくとも一部のスートを捕捉する工程；
（ｃ）捕捉されたスートを周期的及び／又は連続的に燃やし、フィルタを再生する工程；
及び任意選択的に（ｄ）排ガスをフィルタの外側からコートされたＳＣＲ触媒に接触させ
、排ガス中のＮＯＸの濃度を低減する工程、を含むリーン燃焼排ガス中のスートを低減す
るための方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１Ａ】ディーゼルパティキュレートフィルタである。
【図１Ｂ】ディーゼルパティキュレートフィルタの断面図である。
【図２Ａ】ディーゼルパティキュレートフィルタの薄い多孔質壁の線図である。
【図２Ｂ】本発明の一実施態様による触媒コーティングを有するディーゼルパティキュレ
ートフィルタ薄い多孔質壁の線図である。
【図３】本発明の一実施態様による触媒コーティングを有するディーゼルパティキュレー
トフィルタの断面図である。
【図４】本発明の一実施例及び比較データの、スートロード背圧曲線を示すグラフである
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明は、部分的に、環境大気質を改善するための、特にディーゼル及び他のリーンバ
ーンエンジンにより生じる排ガス排出を改善するための触媒フィルタに向けられる。排ガ
ス排出は、ＮＯＸ及びＮＨ３のような、一又は複数のガス成分を低減すること、及びリー
ン排ガス中のパティキュレートマター濃度を低減することにより、少なくとも部分的に改
善される。したがって、好ましい触媒フィルタは、ディーゼルパティキュレートフィルタ
（ＤＦＰ）のような、多孔質基材を含み、それは多孔質基材を通過する排ガス流からパテ
ィキュレートマターを機械的に除去すること、及び排ガス中の望ましくないガス成分を除
去するために有用な触媒組成を支持することの両方を果たす。
【００１２】
　ある実施態様では、フィルタは、特定の平均細孔サイズ、入口側、出口側、入口側と出
口側との間の多孔質内装材、及び、基材の入口側だけからコートされるｄ５０粒子サイズ
分布を有する触媒組成物を有するウォールフロー型フィルタであり、ｄ５０粒子サイズ分
布が、４．８、４．９又は５．０で割られた平均細孔サイズよりも小さく、出口側は触媒
コーティングを実質的に含まない。
【００１３】
　好ましいフィルタ基材はディーゼルパティキュレートフィルタを含み、可動式用途にお
ける使用のために好ましいディーゼルパティキュレートフィルタは、ウォールフロー型セ
ラミックモノリスのような、ウォールフロー型フィルタを含む。他のフィルタ基材は、金
属若しくはセラミックの発泡体又は繊維質のフィルタのような、フロースルーフィルタを
含む。コーディエライトに加え、シリコンカーバイド、セラミック、多孔質基材のために
用いられ得る他の材料は、アルミナシリカ、アルミニウムナイトライド、シリコンナイト
ライド、アルミニウムチタネート、α－アルミナ、ムライト、ポルサイト、ジルコン、ジ
ルコニア、スピネル、ホウ化物、長石、チタニア、溶融シリカ、ホウ化物、セラミック繊
維組成物、これらのいずれかの混合物、又はこれらの二又はそれ以上のセグメントを含む
組成物、を含むがこれらに限定されない。特に好ましい基材は、コーディエライト、シリ
コンカーバイド、及びアルミニウムチタネート（ＡＴ）を含み、ＡＴは主に結晶相である
。
【００１４】
　図１Ａに目を向けると、本発明の一実施態様によるウォールフロー型フィルタ基材１０
が示される。ウォールフロー型フィルタは、前部２０及び後部２２を有し、前部２０は濾
過の前に排ガス２１を受け入れるように設計され、後部２２は洗浄された排ガス２９がフ
ィルタ１０から出るように設計される。
【００１５】
　図１Ｂでは、ウォールフロー型フィルタの一部の断面図が示される。ウォールフロー型
フィルタ基材は、触媒ウォッシュコート４４で入口側からコートされる薄い多孔質壁２３
により区切られる、多数の正方形平行チャンネル１４を有する。チャンネル１４は、基材
の前部２０から基材の後部２２へ、軸方向に延びる。チャンネル１４は、一端のみが開い
ている。チャネルの反対側の端は、塞がれている。塞がれた端は、前部と後部の間にチェ
ッカーボードパターン１２で、交互に配置され、それにより排ガス２１が基材の前部に開
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口するチャンネル２４に入り、薄い多孔質壁２３を通過し、基材の後部に開口するチャン
ネル２６に入り、その後、基材から出る。壁２３は、通気性のために十分な、空隙率及び
細孔サイズを有するが、特に本明細書に記載される触媒組成物と組み合わせるときに、ス
ートを含むパティキュレートマターの大部分を捕捉するのに効果的である。すなわち、排
ガスがフィルタを通過するに伴い、排ガスにより運ばれるパティキュレートマターが薄い
多孔質壁により捕捉されるようになり、そのため、パティキュレートフリーな排ガスがフ
ィルタを出ることを可能にする。パティキュレートは、フィルタが再生されるまで、フィ
ルタ上に蓄積する。
【００１６】
　チャンネルの断面形状は、特に限定されず、例えば、正方形、円形、楕円形、長方形、
三角形、六角形などであり得る。ディーゼルエンジンのためのウォールフロー型フィルタ
基材は、約１００－８００ ｃｐｓｉ（平方インチあたりのチャンネル）を典型的に含み
、例えば、約１００から約４００ ｃｐｓｉ、約２００から約３００ ｃｐｓｉ、又は約５
００から約６００ ｃｐｓｉである。ある実施態様では、壁は、約０．１から約１．５ ｍ
ｍの平均壁厚を有し、例えば、約０．１５から約０．２５ ｍｍ、約０．２５から約０．
３５ ｍｍ、又は約０．２５から約０．５０ ｍｍである。
【００１７】
　図２Ａ及び２Ｂに目を向けると、多孔質壁２３は、壁を通る排ガス流３４の典型的な方
向に対して、入口側３０及び出口側３２を有する。入口側３０は、基材の前部に開口する
チャンネル２４に露出される入口表面４０を有し、出口側３２は、基材の後部に開口する
チャンネル２６に露出される出口表面４２を有する。フィルタは、出口表面４２及び入口
表面４０から等距離にある中心５０も有する。ここで用いられるように、薄い多孔質壁に
関する「入口側(inlet side)」３０という用語は、入口表面４０及び入口表面４０と出口
表面４２の間の距離の約１０パーセント以下、より好ましくは、約１０、約５、又は約１
パーセントまでの深さである入口表面４０から壁２３の部分を意味する。薄い多孔質壁に
関する「出口側(outlet side)」３２という用語は、出口表面４２及び出口表面４２と入
口表面４０の間の距離の約１０パーセント以下、より好ましくは、約１０、約５、又は約
１パーセントまでの深さである出口表面４２から壁２３の部分を意味する。多孔質壁は、
入口側３０及び出口側３２の間にある内装材部も有する。ある実施態様では、内装材の厚
さは、全壁厚の約８０パーセント、より好ましくは約９０パーセントである。触媒コーテ
ィングはフィルタ基材の入口側から適用され、触媒コーティング勾配４４を、出口側内、
内装材内、及び／又は入口表面上に、最も高い濃度が入口表面に向かうように形成する。
【００１８】
　図３は、本発明の一実施態様による触媒が担持されたフィルタの断面図を示す。ここで
、排ガス流は、入口チャンネル２４から、触媒コーティング４４を通り、出口チャンネル
２６に入る、方向２１であることが分かり得る。
【００１９】
　フィルタの空隙率及び平均細孔サイズの有用な範囲は特に限定されないが、触媒コーテ
ィングの粒子サイズと互いに関係し、又は触媒コーティングの粒子サイズを決定するため
に用いられる。ここに記載されるように、フィルタ基材の空隙率及び平均細孔サイズは、
ありのままのフィルタ（例えば、触媒コーティング無しに）に基づいて決定される。一般
に、基材の空隙率は、少なくとも約４０％、より好ましくは少なくとも約５０％、例えば
、約５０から約８０％、約５０から約７０パーセント、又は約５５から約６５パーセント
である。空隙率は、水銀ポロシメトリーを含む、任意の許容される手法によって決定され
得る。一般に、基材の平均細孔サイズは、約８から約４０μｍ、例えば、約８から約１２
μｍ、約１２から約２０μｍ、又は約１５から約２５μｍである。ある実施態様では、少
なくとも５０％、より好ましくは少なくとも７５％の孔が、全細孔容積及び／又は全細孔
数に基づくこれらの範囲内である。平均細孔サイズは、水銀ポロシメトリーを含む、任意
の許容される手法によって決定され得る。ある実施態様では、フィルタ基材は、約１２か
ら約１５μｍの平均細孔サイズ及び約５０から約５５％の空隙率を有する。好ましい実施
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態様では、フィルタ基材は、約１８から約２０μｍの平均細孔サイズ及び約５５から約６
５％の空隙率を有する。これらの範囲は、約３．７５から約５ミクロンのｄ５０粒子分布
である好ましい触媒組成物に対応する。
【００２０】
　ある実施態様では、ウォールフロー基材は、高効率フィルタである。効率は、ウォール
フロー基材を通過する際に未処理排ガスから除去される、特定のサイズを有するパティキ
ュレートマターの重量パーセントにより、決定される。したがって、効率は、スート及び
他の類似するサイズのパティキュレート並びに典型的に従来型のディーゼル排ガス中に見
出されるパティキュレート濃度と関係がある。ディーゼル排気中のパティキュレートは、
０．０５ミクロンから２．５ミクロンまでのサイズにおける範囲に及び得る。ゆえに、効
率はこの範囲に基づく。本発明と共に使用されるウォールフロー型フィルタは、好ましく
は、少なくとも７０％、少なくとも約７５％、少なくとも約８０％、又は、少なくとも約
９０％という、効率を有する。特定の実施形態では、効率は、好ましくは、約７５から約
９９％まで、約７５から約９０％まで、約８０から約９０％まで、又は、約８５から約９
５％までであろう。
【００２１】
　細孔相互連結性は、基材の全空隙体積のパーセンテージとして測定されるものであり、
孔、空隙、及び／又はチャンネルが結合され、多孔質基材を通る連通路、すなわち入口面
から出口面まで、を形成するかの尺度となる。細孔相互連結性の対照は、閉孔体積の合計
及び基材表面に一つだけの流路を有する孔の体積である。好ましくは、多孔質基材は、少
なくとも約３０％、より好ましくは、少なくとも４０％の細孔相互連結性体積を有する。
【００２２】
　ある実施態様では、ウォールフロー型フィルタ基材は、押出触媒体である。押出触媒体
は、非触媒基材から区別できる。なぜなら、前者が基材の多孔質壁の部分として触媒組成
物を含み、その一方で、後者は、その多孔質壁に適用される触媒コーティングを任意選択
的に有する不活性基材を含むからである。そのため、ある実施態様では、フィルタ基材の
薄い多孔質壁は、一又は複数の触媒を含むが、触媒コーティングを含まない。ある実施態
様では、フィルタ基材の薄い多孔質壁は、触媒コーティングを除いて触媒を含まない。あ
る実施態様では、不活性基材が、それらの構造的及び性能特性及びそれらの多様性のため
に、好まれる。
【００２３】
　非常に一般的に、触媒源を含む押出成形体の製造は、触媒材料、結合剤、任意選択的に
有機粘性強化剤を、均一なペーストにブレンドし、その後、結合剤／マトリックス組成物
、又はその前駆体、及び任意の一又は複数の安定化セリカ、及び無機繊維へ添加すること
を含む。ブレンドは、混合又は混練装置、又は押出形成装置にて圧縮される。混合物は、
濡れ性を高め、それによって均一なバッチを生産する加工助剤として、結合剤、孔形成剤
、可塑剤、界面活性剤、潤滑剤、分散剤のような有機性助剤を有する。得られた可塑性材
料は、その後、特に押出プレス又は押出金型を含む押出機を用いて鋳造され、得られた鋳
造物は、乾燥及び焼成される。有機助剤は押出成形体の焼成段階で「焼失」する。
【００２４】
　本発明のウォールフロー型フィルタ基材は、フィルタの入口側、好ましくは入口だけか
ら、及び好ましくはコーティングとして、担持される触媒組成物を含有する。疑義を避け
るため、フィルタの入口側の触媒組成物は、触媒組成物の少なくとも９０重量パーセント
が、フィルタの入口側及び内装部にあることを意味する。ある実施態様では、触媒組成物
の少なくとも９５重量パーセントが、フィルタの出口側及び内装部にある。好ましくは、
本質的に全ての触媒組成物は、フィルタの出口側及び内装部にある。
【００２５】
　好ましくは、触媒組成物は、フィルタの入口表面とフィルタの出口側の間に濃度勾配を
形成し、濃度は入口表面に向かって最大となる。ある実施態様では、触媒組成物の少なく
とも５０、７５、９０、９５、又は９９重量パーセントは、入口表面とフィルタ壁の中心
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の間である。
【００２６】
　ウォールフロー型フィルタ基材は、触媒コーティングを実質的に含まない出口側を好ま
しくは有する。フィルタ上の特定の区域に関する「実質的に含まない(substantially fre
e)」という用語は、触媒コーティングを含まない、又は触媒コーティングが存在する場合
、コートされていないフィルタ又はこのようなコーティングの無いフィルタに対して、典
型的な運転条件の間に生ずる中間のスートのロードにおいて、フィルタの全体で背圧を５
％より大きく上昇しないようにローディングが十分低いことを意味する。例えば、実質的
に触媒を含まない入口側を有するフィルタは、０．１ｇ／ｉｎ３未満、より好ましくは０
．０５ｇ／ｉｎ３未満、さらにより好ましくは０．０１ｇ／ｉｎ３未満、の入口側コーテ
ィング含み得る。ある実施態様では、フィルタの入口側は実質的に触媒コーティングを含
まない、入口側上の触媒コーティングの全量が、フィルタ上の全触媒コーティングの約５
重量パーセント未満、より好ましくは約１重量パーセント未満、さらにより好ましくは約
０．１重量パーセント未満であり、フィルタの出口側上の触媒コーティングの、約５重量
パーセント未満、より好ましくは約１重量パーセント未満、さらにより好ましくは約０．
１重量パーセント未満である。疑義を避けるため、ここで参照される触媒コーティングは
、基材の部分を形成する触媒材料（例えば、押出触媒体）を含まない。
【００２７】
　いくつかの実施態様では、ウォールフロー型フィルタ基材は、実質的に触媒コーティン
グを含まない内装材を有する。例えば、実質的に触媒を含まない内装材を有するフィルタ
は、０．２ｇ／ｉｎ３未満、より好ましくは０．０５ｇ／ｉｎ３未満の内装材コーティン
グを含み得る。触媒コーティングがフィルタの内装壁上に存在する一実施態様では、触媒
コーティングの全量が、フィルタ上の全触媒コーティングの約５重量パーセント未満、よ
り好ましくは約１重量パーセント未満、さらにより好ましくは約０．１重量パーセント未
満であり、かつ、フィルタの出口側上の全触媒コーティングの、好ましくは約５重量パー
セント未満、より好ましくは約１重量パーセント未満、さらにより好ましくは約０．１重
量パーセント未満である。疑義を避けるため、ここで参照される触媒コーティングは、基
材の部分を形成する触媒材料（例えば、押出触媒体）を含まない。
【００２８】
　ここに参照される触媒コーティングは、非触媒膜、又は、加工助剤（例えば、触媒コー
ティングのフィルタ壁への接着性を改良する）、不動態化層、としてフィルタに適用され
得、フィルタ壁を補強、強化、安定化する、他の非触媒薄層コーティングを含まない。好
ましくは、非触媒層は、もし存在するならば、フィルタの背圧に著しく影響しない厚さ及
び／又は担持量を有し、例えば、非触媒コーティングの無い同様のフィルタ基材と比較し
て、背圧を約５％より大きく上昇又は低下させない。そのため、ある実施態様では、フィ
ルタ基材は、触媒コーティング（例えば、不動態化基材に適用される触媒コーティング）
に加え、非触媒層を含む。他の実施態様では、フィルタ基材は触媒コーティングを含むが
、非触媒コーティング（例えば、不動態化されていない基材に適用される触媒コーティン
グ）は含まない。
【００２９】
　ある実施態様では、フィルタの入口側から担持される触媒組成物は、単一の層又は区域
として配置される。他の実施態様では、フィルタの入口側上の触媒組成物は、二又はそれ
以上の層又は区域として配置され、各層又は区域は、同一又は異なる触媒組成物を含む。
二又はそれ以上の層を含む触媒組成物の実施態様については、ｄ５０粒子サイズ分布は全
体として触媒組成物に基づく。
【００３０】
　ある好ましい実施態様では、触媒コーティングは、基材の出口側上に、連続する第一の
触媒層及び第二の触媒層を含む。ここで用いられるように、層に関する「連続する（cons
ecutive）」という用語は、各層がそれぞれの隣接する層（一又は複数）と接触し、層が
全体として、基材上に積み重なって配置されていること意味する。ここで用いられるよう
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に、「第一の層(first layer)」及び「第二の層(second layer)」という用語は、触媒物
品を通って流れる、通過する及び／又は超える排ガスの通常方向に関して、触媒物品内の
触媒層の相対的な位置を記述するために用いられる。通常の排ガス流の条件下では、排ガ
スは、第二の層に接触する前に第一の層と接触する。ある実施態様では、第一の層は、不
活性な基材に最下の層として適用され、第二の層は、第二の層上に適用される、最上層で
ある。
【００３１】
　触媒組成物は、フィルタの平均細孔サイズに対して小さい粒子サイズを好ましくは有す
る。好ましくは、触媒組成物は、４．９で割られた平均細孔サイズより小さいｄ５０粒子
サイズ分布を有する。「ｄ５０粒子サイズ分布(d50 particle size distribution)」とい
う用語は、メディアン径又は粒子サイズ分布の中央値を意味する。それは、累積分布内の
５０％における粒径の値である。ここで用いられるように、「粒子サイズ分布(particle 
size distribution)」という用語は、試料内の全てのサイズの総数のパーセンテージとし
てあるサイズ範囲に分類される。粒子の数を意味する。
【００３２】
　ある実施態様において、触媒組成物の粒子サイズ分布は、触媒的に活性な成分の粒子サ
イズに基づいて測定される。他の実施態様では、触媒組成物の粒度は、触媒組成物全体に
基づいて測定される。ある実施態様では、触媒組成物は、ウォッシュコートの部分であり
、別の実施態様では、触媒組成物は、ウォッシュコート（すなわち他の非触媒成分を含む
）又は触媒コーティングである。すなわち、粒子サイズ分布の測定は、コーティング内の
触媒粒子に限られないが、その代わりに、結合剤、レオロジー調整剤などのコーティング
内の全粒子を含む。ある実施態様では、分布における粒子は、触媒粒子の少なくとも５０
％、より好ましくは少なくとも７５％（数及び／又は重量）を含む。
【００３３】
　粒子サイズ分布は、任意の従来の手段で測定され得る。ある実施態様では、触媒コーテ
ィングは、約１．０から約２．０μｍのような、約０．１から約５μｍ、好ましくは約０
．５から約３μｍ、のｄ５０粒子サイズ分布を有する。好ましくは、フィルタ基材は相対
的に大きい平均細孔サイズ（例えば、約１０μｍより大きい）を有し、触媒コーティング
は相対的に小さいｄ５０粒子サイズ分布（例えば、約３μｍより大きい）を有する。ある
実施態様では、フィルタは、約１２から約１５μｍ又は約１７から約２１μｍのような、
約１０から約２５μｍの平均細孔サイズ、約５５から約７０％の空隙率、を有し、及び触
媒コーティングが、約０．５から約２．０μｍのｄ５０粒子サイズ分布を有する。
【００３４】
　本発明のための触媒コーティングは、例えば、約０．２μｍ、０．５μｍ、又は０．７
μｍである、約０．１から１．０μｍ未満のｄ１０粒子サイズ分布を有する。本発明のた
めのある触媒コーティングは、例えば、約４μｍ、３μｍ、又は２μｍである、約８μｍ
未満、好ましくは約５μｍ未満のｄ９０粒子サイズ分布を有する。ここで用いられる、「
ｄ１０粒子サイズ分布(d10 particle size distribution)」は、サンプル内の粒子の９０
パーセントが所定の値よりも大きいことを意味する。ここで用いられる、「ｄ９０粒子サ
イズ分布(d90 particle size distribution)」は、サンプル内の粒子の９０パーセント未
満が所定の値未満であることを意味する。
【００３５】
　触媒コーティングの担持濃度は、特に限定されないが、ただし触媒組成物は対象とされ
る排ガス成分を触媒するのに効果的な量で存在する。好ましくは、触媒組成物は、少なく
とも約０．１、好ましくは少なくとも約０．３ｇ／ｉｎ３の濃度において存在する。ある
実施態様では、触媒組成物は、約０．５から約４ｇ／ｉｎ３、より好ましくは約０．７５
から約２ｇ／ｉｎ３、さらにより好ましくは約１．０から約１．５ｇ／ｉｎ３又は約１．
５から約２．５ｇ／ｉｎ３の担持量を有する。担持濃度は活性な触媒性成分に基づいて、
好ましくは測定されるが、触媒コーティング全体に基づいてもよい。
【００３６】
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　好ましい触媒組成物は、排ガス中の、ＮＯＸ、ＮＨ３、ＳＯＸ、ＣＯ及び／又は炭化水
素、の濃度を低減するために有用なそれらを含む。他の有用な触媒は、ＮＯＸ吸着材及び
ＮＯＸトラップを含む。好ましくは、触媒は、モレキュラーシーブ又は耐熱性金属酸化物
のような、高表面積材料上及び／又は内に金属を含む、不均一触媒である。金属は、好ま
しくは含浸され、ドープされ、又は高表面積材料により担持される。
【００３７】
　好ましい金属は、遷移金属及び／又は白金族金属である。有用な金属の例は、銅、ニッ
ケル、亜鉛、鉄、すず、タングステン、モリブデン、コバルト、ビスマス、チタン、ジル
コニウム、アンチモン、マンガン、クロム、バナジウム、ニオブ、ルテニウム、ロジウム
、パラジウム、金、銀、インジウム、プラチナ、イリジウム、レニウム、及びこれらの混
合物を含み、特に好ましくは、銅、マンガン、及び鉄を伴う。触媒は、カルシウム、マグ
ネシウム、カリウム、及び／又はセリウム及びランタンのような希土類金属などの、他の
安定化金属も含み得る。これらの材料は、ＳＣＲ触媒、ＡＭＯＸ触媒、ＮＯＸトラップ、
ＮＯＸ吸着剤、酸化触媒などとしての使用のために特によく適している。
【００３８】
　好ましくは、高表面積材料は、粒子、結晶、又は粒子若しくは結晶の凝集体であり、粒
子、結晶、又は凝集体ンは、ここに記載されるｄ５０粒子サイズ分布を有する。高表面積
材料の他の例は、アルミナ、チタニア、ジルコニア、セリア、タングステンの酸化物、モ
リブデンの酸化物、及びこれらの混合物のような、金属酸化物を含む。これらの材料は、
担体として用いられるとき、ＰＧＭ系触媒及びバナジウム系触媒について特に有用である
。例えば、非ゼオライト系ＳＣＲ触媒は、ＴｉＯ２／ＷＯ３により担持されるＶ２Ｏ５を
含み得る。他の実施態様では、酸化触媒、ＡＭＯＸ触媒、ＮＯＸ吸着剤触媒、又はＮＯＸ

トラップは、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｒｈのような、ＰＧＭ金属、及びアルミナ、チタニアなどによ
り担持されるこれらの組合せを含み得る。
【００３９】
　適する高表面積材料の他の例は、アルミノシリケート（ゼオライト）、シリコアルミノ
ホスフェート（ＳＡＰＯｓ）、フェロシリケートなどのような、モレキュラーシーブを含
む。好ましいモレキュラーシーブの例は、小孔フレームワークを有する（すなわち８の最
大環サイズを有する）ゼオライト及びＳＡＰＯｓを含む。小孔モレキュラーシーブの例は
、ＡＣＯ、ＡＥＩ、ＡＥＮ、ＡＦＴ、ＡＦＸ、ＡＮＡ、ＡＰＣ、ＡＰＤ、ＡＴＴ、ＣＤＯ
、ＣＨＡ、ＤＤＲ、ＤＦＴ、ＥＡＢ、ＥＤＩ、ＥＰＩ、ＥＲＩ、ＧＩＳ、ＩＨＷ、ＩＴＥ
、ＩＴＷ、ＬＥＶ、ＫＦＩ、ＭＥＲ、ＭＯＮ、ＮＳＩ、ＯＷＥ、ＰＡＵ、ＰＨＩ、ＲＨＯ
、ＲＴＨ、ＳＡＴ、ＳＡＶ、ＳＩＶ、ＴＨＯ、ＴＳＣ、ＵＥＩ、ＶＮＩ、ＹＵＧ、及びＺ
ＯＮからなる群から選択されるフレームワーク型コードを有するそれらを含む。特に好ま
しいフレームワークは、ＡＥＩ、ＡＦＴ、ＡＦＸ、ＣＨＡ、ＤＤＲ、ＲＨＯ、ＭＥＲ、Ｌ
ＴＡ、ＵＦＩ、ＲＴＨ、ＳＡＶ、ＰＡＵ、ＬＥＶ、ＥＲＩ、及びＫＦＩを含み、特に好ま
しくはＣＨＡ及びＡＥＩを伴う。特定のフレームワーク型コードを有するゼオライトが、
フレームワーク型コードにより定義される、全てのアイソタイプのフレームワーク材料を
含むことが認められるだろう。
【００４０】
　好ましいゼオライトは、約３０未満、より好ましくは約５から約３０、例えば、約１０
から約２５、約１４から約２０まで、約２０から約３０まで、又は約１５から約１７まで
、のシリカ／アルミナ比（ＳＡＲ）を有する。ゼオライトのシリカ／アルミナ比は、従来
の分析法により決定され得る。この比は、ゼオライト結晶の堅い原子フレームワークにお
ける比を、できる限り近く表し、及び、チャンネル内の結合剤中又はカチオンの又は他の
形状の、シリコン又はアルミナを除外することを意味する。結合剤材料、特にアルミナ結
合剤と組み合わされた後に、ゼオライトのシリカ対アルミナの比を直接的に測定すること
は困難であり得るため、これらのシリカ対アルミナの比は、ゼオライト自身のＳＡＲで表
現される、すなわち、それはゼオライトが他の触媒成分と組み合される前である。
【００４１】
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　ある実施態様では、小孔モレキュラーシーブは、ＡＢＣ－６、ＡＥＩ／ＣＨＡ、ＡＥＩ
／ＳＡＶ、ＡＥＮ／ＵＥＩ、ＡＦＳ／ＢＰＨ、ＢＥＣ／ＩＳＶ、ベータ、フォージャサイ
ト、ＩＴＥ／ＲＴＨ、ＫＦＩ／ＳＡＶ、ロヴダル石、モンテソンマ沸石、ＭＴＴ／ＴＯＮ
、ペンタシル類、ＳＢＳ／ＳＢＴ、ＳＳＦ／ＳＴＦ、ＳＳＺ－３３、及びＺＳＭ－４８か
らなる群から選択される不規則なフレームワーク、を含み、から本質的になり、又はから
なる。好ましい一実施態様では、一又は複数の小孔モレキュラーシーブは、ＳＡＰＯ－３
４、ＡＩＰＯ－３４、ＳＡＰＯ－４７、ＺＹＴ－６、ＣＡＬ－１、ＳＡＰＯ－４０、ＳＳ
Ｚ－６２、若しくはＳＳＺ－１３から選択されるＣＨＡフレームワーク型コードを含み得
、及び／若しくはＡＩＰＯ－１８、ＳＡＰＯ－１８、ＳＩＺ－８、又はＳＳＺ－３９から
選択されるＡＥＩフレームワーク型コードを含み得る。一実施態様では、混相組成物は、
ＡＥＩ／ＣＨＡ混相組成物である。モレキュラーシーブ中の各フレームワーク型の比は、
特に限定されない。例えば、ＡＥＩ／ＣＨＡの比は、約５／９５から約９５／５まで、好
ましくは、約６０／４０から４０／６０に及び得る。例示的な一実施態様では、ＡＥＩ／
ＣＨＡの比は、約５／９５から約４０／６０までに及び得る。
【００４２】
　ＳＣＲアプリケーションにおいて有用な触媒の例は、ＣＨＡ、ＡＥＩなどのような、小
孔フレームワークを有するゼオライト上に、銅又は鉄を含む。ある実施態様において、特
に銅及び／又は鉄を含む、触媒金属は、モレキュラーシーブの全重量に基づき約０．１か
ら約１０重量パーセント（ｗｔ％）の濃度で、例えば、約０．５ｗｔ％から約５ｗｔ％ま
で、約０．５から約１ｗｔ％まで、約１ｗｔ％から約５ｗｔ％まで、約２ｗｔ％から約４
ｗｔ％、及び約２ｗｔ％から約３ｗｔ％で、レキュラーシーブ材料上又は内に存在する。
液相交換若しくは固体イオン交換を含む、従来からよく知られている技術を用いて、又は
インシピエントウェットネスプロセスにより、金属は、本発明における使用のためのモレ
キュラーシーブ中に組み込まれ得る。本発明におけるＳＣＲ触媒として有用な他のモレキ
ュラーシーブフレームワークは、特に一又は複数の小孔モレキュラーシーブと共に含まれ
るとき、ＢＥＡ、ＭＯＲ及びＭＦＩを含む。
【００４３】
　触媒組成物は、触媒を含むウォッシュコートの形状であり得、好ましくは、ディーゼル
パティキュレートフィルタをコートするために適するウォッシュコートである。触媒的に
活性な成分に加えて、ウォッシュコートは、結合剤、レオロジー調整剤、孔形成剤、分散
剤、湿潤剤など触媒的に不活性な成分を含み得る。ここで用いられるように、ウォッシュ
コートの「触媒的に活性(catalytically active)」な成分は、分子成分としてＮＯＸの触
媒的還元及び／又はＮＨ３並びに他の窒素系ＳＣＲ還元剤の酸化のような、所望のプロセ
スで、分子成分として直接的に関与するものである。結果により、「触媒的に不活性(cat
alytically inactive)」とは、所望のプロセスにおいて、分子成分として直接的に関与し
ないウォッシュコート中の成分である。好ましい不活性成分は、アルミナ、シリカ、（非
ゼオライト）シリカ－アルミナ、天然起源の粘土、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２及びＳｎＯ２のよ
うな、結合剤を含む。同様な組成の材料も、触媒的に活性な成分として用いられ得るが、
材料の触媒的に不活性な形状は、典型的に、粒子サイズのような物理的性質に基づいて識
別可能である。
【００４４】
　触媒コーティングは、まず機能的な触媒のスラリーを形成し、フィルタ基材をスラリー
と接触させることにより、フィルタ基材の出口側上に堆積され得、スラリーは、出口表面
をコートし、及び／又は、好ましくは、フィルタの出口側の深さより大きくない、所望の
深さまで、フィルタに浸透する。より具体的には、スラリーはフィルタの後上にドーズさ
れ、又はスラリーがフィルタの出口チャンネルに入るように、フィルタの後がスラリーに
浸漬される。スラリーは、その後、膜タイプのコーティングを出口表面上に形成し、及び
／又はフィルタ壁の開多孔質構造に部分的に浸透し、そのため、フィルタの出口側上に触
媒コーティングを形成すし、ある実施態様では、真空システムが、パティキュレートフィ
ルタの前に取り付けられてもよく、部分的にチャンネル壁を通して触媒ウォッシュコート
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を引き込む。過剰なスラリーは、排液、エアナイフ又は他の技術によりパティキュレート
フィルタから除去される。ある実施態様では、圧縮空気のような圧縮流体が、フィルタチ
ャンネルに注入され得、残留するスラリーを除去することについて補助する。その後、パ
ティキュレートフィルタは乾燥される。
【００４５】
　ある実施態様では、触媒は９５０℃までの温度に曝露される。ある実施態様では、約１
５０℃から約８５０℃の温度で使用できる。特定の一実施態様では、温度範囲は、１７５
から５５０℃までである。他の実施態様では、温度範囲は、１７５から４００℃までであ
る。
【００４６】
　本発明の他の態様によれば、排ガスから、スートを含む、パティキュレートマターを除
去するための、及び反応を触媒し、排ガス中の少なくとも一つの成分の濃度に影響を与え
るための方法が提供される。入口チャンネルに入ると、排ガスは、好ましくは触媒コーテ
ィングに接触する前に、排ガスからスートを除去するフィルタの薄い多孔質壁に、接触し
、かつ、通過する。パティキュレートマター（例えば、スート）が壁上及び多孔質壁に堆
積するために、チャンネルの通気性は減少し、そのため、背圧の上昇を引き起こす。パテ
ィキュレートフィルタの通気性は、堆積したスートの燃焼を典型的に含む、フィルタを再
生することにより回復され得る。再生は、能動的に又は受動的に生じ得、能動的な再生で
は、フィルタの上流の排ガスは、例えば、排ガス流に炭化水素をドーズすること及び炭化
水素をフィルタの上流の酸化触媒上で熱に変換することにより、周期的に増加する。熱の
増加は、スートの燃焼を促進し、フィルタからスートを除去し、そのため、背圧を低下す
る。
【００４７】
　受動的な再生では、チャンネル壁上に堆積したスートは、排ガス流中に存在するＮＯ２

と反応し、スートが燃焼し、ＮＯを生じる。スートがパティキュレートフィルタのチャン
ネル壁上に堆積するため、スートのロードが、パティキュレートフィルタの所定の動作限
界を下回る、あるバランス点に達するとき、スートと排ガス流中に存在するＮＯ２の間の
反応は、スートのローディング率とバランスする。
【００４８】
　パティキュレートマター濃度を低減することに加え、ある実施態様では、触媒物品は、
排ガス中のＮＯＸの濃度を低減する。他の実施態様では、触媒物品は、ＮＯ、ＮＯ２の濃
度を上昇させ、又はＮＯ：ＮＯ２の比率を調整する。ある実施態様では、触媒は、排ガス
中のＮＨ３の濃度を低減する。
【００４９】
　ある非常に好ましい実施態様では、ここに記載される触媒組成物は、還元剤、好ましく
はアンモニア、と窒素酸化物とを含む反応を促進し得、酸素及びアンモニアの競争反応に
相対して、元素窒素（Ｎ２）及び水（Ｈ２Ｏ）を選択的に形成する。一実施態様では、触
媒は、アンモニアを用いた窒素酸化物の還元（すなわちＳＣＲ触媒）に有利に処方され得
る。他の実施態様では、触媒は、酸素を用いた窒素酸化物の酸化（すなわちアンモニア酸
化（ＡＭＯＸ）触媒）に有利に処方され得る。アンモニアの源は、ＳＣＲプロセスにより
消費されないアンモニア還元剤を含む（すなわちアンモニアスリップ）。さらに別の実施
態様では、ＳＣＲ触媒及びＡＭＯＸ触媒はシリーズで用いられ、該両触媒がここに記載さ
れる金属含有ゼオライトを含み、かつ、該ＳＣＲ触媒はＡＭＯＸ触媒の上流である。ある
実施態様では、ＡＭＯＸ触媒は、酸化性下層上に最上層として堆積され、下層は、アルミ
ナのような高表面積担体上に、白金族金属（ＰＧＭ）触媒（例えば、Ｐｔ又はＰｔ／Ｐｄ
）又は非ＰＧＭ触媒を含む。ＡＭＯＸ触媒は、ウォッシュコートとして基材に塗布され得
、好ましくは約０．３から２．３ｇ／ｉｎ３の担持量を達成する。
【００５０】
　ＳＣＲプロセス用の還元剤（還元試薬としても知られている）は、排ガス中のＮＯＸの
還元を促進する任意の化合物を広く意味する。本発明に有用な還元剤の例は、アンモニア
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、ヒドラジン又は任意の適切なアンモニア前駆体、例えば尿素（（ＮＨ２）２ＣＯ）、炭
酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム又はギ酸アンモニウ
ム、及びディーゼル燃料のような炭化水素等々を含む。特に好ましい還元剤は、窒素に基
づき、特に好ましくはアンモニアを伴う。特定の実施態様において、還元剤は、メタン、
ディーゼル燃料等の炭化水素であり得る。
【００５１】
　ある実施態様では、窒素系還元剤又はその前駆体は、排ガス流中に導入され、好ましく
はＳＣＲ触媒の上流でディーゼル酸化触媒の下流に導入される。この還元剤の導入は、注
入装置、噴射ノズル、又は類似の装置により達成され得る。ある実施態様では、窒素系還
元剤、特にＮＨ３、の全て又は少なくとも一部は、ＳＣＲ触媒、例えば、ウォールフロー
型フィルタ上に配設される本発明のＳＣＲ触媒、の上流に配されたＮＯＸ吸収触媒（ＮＡ
Ｃ）、リーンＮＯＸトラップ（ＬＮＴ）、又はＮＯＸ吸蔵／還元触媒（ＮＳＲＣ）により
供給され得る。本発明に有用なＮＡＣ成分は、基本材料（アルカリ金属の酸化物、アルカ
リ土類金属の酸化物、及びこれらの組み合わせを含む、アルカリ金属、アルカリ土類金属
、又は希土類金属など）、及び貴金属（白金等）、及び任意選択的に、ロジウムのような
還元性触媒成分の触媒配合を含む。ＮＡＣにおいて有用な基本材料の特定の型は、酸化セ
シウム、酸化カリウム、酸化マグネシウム、酸化ナトリウム、酸化カルシウム、酸化スト
ロンチウム、酸化バリウム、及びこれらの組み合わせを含む。貴金属は、好ましくは約１
０から約２００ｇ／ｆｔ３、例えば、２０から６０ｇ／ｆｔ３で存在する。あるいは、触
媒の貴金属は、約４０から約１００グラム／ｆｔ３までであり得る平均濃度により特徴づ
けられる。
【００５２】
　特定の条件下、周期的にリッチな再生現象の間、ＮＨ３は、ＮＯＸ吸収触媒上で生成さ
れ得る。ＮＯＸ吸収触媒の下流のＳＣＲ触媒は、システム全体のＮＯＸ還元効率を改善し
得る。複合システムにおいて、ＳＣＲ触媒は、リッチな再生事象の間、ＮＡＣ触媒からの
放出されたＮＨ３を吸蔵することが可能であり、通常のリーン操作条件の間、吸蔵された
ＮＨ３を利用して、ＮＡＣ触媒をすり抜けるＮＯＸのいくらか又は全てを選択的に還元す
る。
【００５３】
　本発明の方法は、一又は複数の次の工程：
（ａ）触媒フィルタの入口と接触しているスートを蓄積及び／又は燃焼する工程；（ｂ）
好ましくはＮＯＸと還元剤の処理に関係する触媒化工程の介在なく、触媒フィルタと接触
する前に窒素系還元剤を排ガス流中に導入する工程；（ｃ）ＮＯＸ吸着触媒上でＮＨ３を
生成させる工程、及び好ましくは下流のＳＣＲ反応で還元剤としてそのようなＮＨ３を使
用する工程；（ｄ）排ガス流をＤＯＣと接触させ、可溶性有機フラクション（ＳＯＦ）に
基づく炭化水素及び／又は一酸化炭素をＣＯ２へと酸化し、及び／又はＮＯをＮＯ２へと
酸化する工程、ここで、ＮＯ２は、今度は微粒子フィルタ中の粒状物質を酸化するために
使用されてもよく、及び／又は排ガス中の粒状物質（ＰＭ）を還元する工程；（ｅ）還元
剤の存在下、排ガスを一又は複数のフロースルーＳＣＲ触媒装置（類）と接触し、排ガス
中のＮＯＸ濃度を減少させる工程；（ｆ）排ガスを大気中に放出する前に、好ましくはＳ
ＣＲ触媒の下流で、排ガスをＡＭＯＸ触媒と接触させ、全てではないとしても、アンモニ
アの大部分を酸化する工程、又は、排ガスがエンジンに入る／再入する前に、排ガスを再
循環ループに通す工程、を含み得る。
【００５４】
　本発明の方法は、燃焼過程由来、例えば、内燃機関（移動式又は固定式）、ガスタービ
ン、及び石炭又は石油火力発電所からの排ガスに対して実施され得る。該方法は、精錬す
ることのような工業的過程からの精錬所のヒーター及びボイラー、燃焼炉、化学プロセス
工業、コークス炉、都市廃棄物プラント及び焼却炉などからのガスを処理するためにも使
用され得る。特定の実施態様において、該方法は、車両のリーンバーン内燃機関、例えば
、ディーゼルエンジン、リーンバーンガソリンエンジン、又は液化石油ガス若しくは天然
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ガスにより駆動されるエンジンからの排ガスを処理するために使用される。
【００５５】
　更なる態様によると、本発明は、車両のリーンバーン内燃機関のための排気システムを
提供し、該システムは、排気ガス流れ、窒素系還元剤、及びここで記載される触媒ブレン
ドを運ぶための導管を含む。１００℃超、１５０℃超、又は１７５℃超などにおいて、触
媒ブレンドが、所望以上の効率で、ＮＯＸの還元を触媒することが可能であると判断され
るときにだけ、該システムは、流動排ガスでの窒素系還元剤の計量のための制御装置を含
み得る。窒素系還元剤の計量は、１：１　ＮＨ３／ＮＯ及び４：３　ＮＨ３／ＮＯ２で計
算して、理論上のアンモニアの６０％から２００％がＳＣＲ触媒に入る排ガス中に存在す
るように調整され得る。該制御方法は、電子制御ユニット（ＥＤＵ）のようなあらかじめ
プログラムされた処理装置を含み得る。
【００５６】
　更なる実施態様では、排ガス中の一酸化窒素を二酸化窒素に酸化するための触媒は、窒
素系還元剤を排ガス中で測定する地点の上流に設置され得る。一実施形態では、ディーゼ
ル酸化触媒（ＤＯＣ）は、例えば２５０℃から４５０℃の、酸化触媒入口における排ガス
温度で、体積で約４：１から約１：３というＮＯのＮＯ２に対する比率を有する、ＳＣＲ
ゼオライト触媒に入るガス流を作り出すよう、適合している。他の実施態様では、ＮＯ対
ＮＯ２は体積で約１：２から約１：５の比率に維持される。ディーゼル酸化触媒は、フロ
ースルーモノリス基材上に覆われる少なくとも一種の白金族金属（又はこれらのある組合
せ）、例えば、白金、パラジウム、又はロジウムを含み得る。一実施態様では、少なくと
も一の白金族金属は、白金、パラジウム、又は白金とパラジウム両方の組合せである。白
金族金属は、高表面積ウォッシュコート成分上、例えば、アルミナ、アルミノ珪酸塩ゼオ
ライトのようなゼオライト、シリカ、非ゼオライトシリカアルミナ、セリア、ジルコニア
、チタニア、又はセリアとジルコニア両方を含有する混合若しくは複合酸化物、に担持さ
れ得る。更なる実施態様では、本発明における使用ためのゼオライト触媒は、酸化触媒の
下流に配置されるフィルタ上にコートされる。フィルタが本発明における使用のためのゼ
オライト触媒を含む場所で、窒素系還元剤を測定する地点は、好ましくは酸化触媒とフィ
ルタの間に配置される。
【００５７】
　更なる態様において、本発明による排気システムを含む車両のリーンバーンエンジンが
提供される。車両のリーンバーン内燃機関は、ディーゼルエンジン、リーンバーンガソリ
ンエンジン、又は液化石油ガス若しくは天然ガスにより駆動されるエンジンであり得る。
【００５８】
　ここに用いられるように、触媒組成物に関する「本質的にからなる(consists essentia
lly of)」という用語は、組成物が指定される触媒成分を含むが、請求される発明の基本
的かつ新規な特徴に実質的に影響を及ぼす付加的成分を含まないことを意味する。すなわ
ち、触媒組成物は、所望の反応のための触媒として別の方法で役立つか又は請求する触媒
の基本的な触媒の性質を高めるために役立つ付加的成分を含まない。
【実施例】
【００５９】
　実施例１：触媒でコートされた入口を有するディーゼルパティキュレートフィルタ
　ＣＨＡフレームワークを有する銅が含浸されたモレキュラーシーブを有する触媒ウォッ
シュコーティングが、主としてコーディエライトで構成され、３００ｃｐｓｉ及び１２ミ
ル（０．３ ｍｍ）の厚さを有する、ハニカム式ウォールフロー型フィルタの入口側から
ウォッシュコートされ、その後、乾燥された。走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）画像が、触媒
コーティングがフィルタ壁の入口側上及び内装材部に残存することを確証した。フィルタ
壁の入口側は、触媒コーティングを含まないままであった。
【００６０】
　ウォッシュコートは、十分な量で塗布され、約１ｇ／ｉｎ３の触媒担持を形成した。触
媒担持は、約１．５μｍのｄ５０粒子サイズ分布を有した。
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【００６１】
　比較例Ａ－Ｂ：触媒でコートされた出口を有するディーゼルパティキュレートフィルタ
及び触媒でコートされた入口と出口の両方を有するディーゼルパティキュレートフィルタ
　対応量の触媒が出口側だけからコートされた（比較例Ａ）、並びに入口及び出口側の両
方から均等にコートされた（比較例Ｂ）ことを除いて、二つの付加的な試料が、実施例１
に記載される一般的な手順に続いて製造された。
【００６２】
　実施例１並びに比較例Ａ及びＢのスートロード背圧は、図４に示される。比較例Ａ及び
Ｂのスートロード背圧は、実質的に実施例１よりも高い。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】



(16) JP 2016-530070 A 2016.9.29

【図３】

【図４】
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